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宇宙 X 線観測において、空間分布、スペクトル、時間変動に加え、第四のパラメータである偏光観測

が発展している。X 線偏光の最も簡単な測定方式はブラッグ反射の利用であり、最初の宇宙 X 線偏光観

測でも用いられた (M. C. Weisskopf et al. 1978 ApJ)。Si (100) 結晶における鉄輝線 6.4 keV 付近のブラッ

グ角は 45.5°となり、偏光面が反射面に平行な場合、ほぼ 100% 反射するが、垂直な場合、ほとんど反

射しないため、偏光検出感度のモジュレーションファクター (M 値) が 1 に近づき、高感度の偏光検出

が期待できる。しかし、ブラッグ反射型偏光計では、ブラッグ条件を満たすエネルギーでなければ偏光を

検出することができず、集光もできないため、結晶をモザイク状に並べて集光系とする必要があった。 

そこで我々は、新たに湾曲 Si基板を用いた手法を開発している。日本発祥の技術である高温塑性変形 

(Nakajima et al. 2005 Nat. Mater.) を用いて Si 結晶面をずらし、基板を湾曲させることで、エネルギー帯

域の拡大と集光を狙う。我々はまず Si (100) 結晶の平板 (直径 4 inch 厚み 300 μm) に Ge (200) 二結

晶分光器を通した Fe Kα 6.4 keVの X線を照射した。偏光面に対して反射面を回転させ、ブラッグ反射

のモジュレーションカーブを取得し、Si 結晶の理論的な M 値 (0.963-0.999) から光源の偏光度を 64.2-

66.6% と求めた。次に、曲率半径 1000 mmで球面変形した湾曲 Si (100) 結晶に対して、同様の X線を照

射し、モジュレーションカーブを取得した (Fig. 1)。平板で求めた光源の偏光度を考慮すれば、湾曲 Si基

板のM値は 0.730-0.757と求まり、高温塑性変形技術で製作した湾曲 Si基板による X線偏光測定に世界

で初めて成功した。本講演では、我々の手法の原理と開発状況について報告する。 

 

Fig. 1 Photograph of a silicon wafer after deformation and its modulation curve taken at 6.4 keV. 
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